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Введение.
Глава 1. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с поверхностью.
§ 1. Динамика нагрева мишени.
§ 2. Динамика испарения вещества под влиянием лазерного излучения.
2.1. Приповерхностная лазерная плазма.
2.2. Особенности взаимодействия лазерного излучения с твердыми мишенями.
2.3. Образование приповерхностной лазерной плазмы в диффузионном режиме в парогазовых смесях.
2.4. Образование плазмы в гидродинамическом режиме при наличии эрозионного факела.
Глава 2. Экспериментальные исследования взаимодействия импульсного лазерного излучения с поверхностью ВТСП мишени УВаСиО.
§ 1. Методика изготовления мишени.
§ 2. Методика проведения экспериментов по лазерной абляции.
§ 3. Время запаздывания и граничная плотность мощности лазерного излучения.
§ 4. Влияние плотности мишени.
§ 5. Влияние температуры мишени.
§ 6. Влияние температуры подложки в процессе лазерной абляции на сверхпроводящие свойства и макроструктуру тонких УВаСиО пленок.
§ 7 Получение изображений поверхностей ВТСП тонких пленок с помощью туннельного микроскопа СММТ - 2000.
Глава 3. Исследование механизма лазерной абляции УВаСиО керамики.
§1. Кластерный механизм отрыва частиц от поверхности ВТСП-мишени при поглощении лазерных импульсов.
§ 2. Поглощение лазерного импульса поверхностью ВТСП-мишени: динамический хаос.
§ 3. Механизм образования капель при поглощении лазерных импульсов поверхностью керамической УВаСиО мишени.
Глава 4. ВТСП пленочный сГс - сквид на основе мезопленок
УВаСиО.
§ 1. БС-сквид.
§ 2. Использование мезопленок УВаСиО для изготовления ёссквидов.
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